
统新自行研发薄膜量测仪
Apogee Measuring System

(AMS)



ACMS简介
• 膜厚量测(10 nm-25 um)
• 折射率N、吸收系数K量测

• 广波域量测(450-1000 nm,1000-1600 nm)
• 反射率或穿透率光谱量测

• 光谱分辨率~1 nm
• 光谱重复性<0.03%
• 多层膜厚度D量测(厚度误差<2nm，精准度<0.1 nm)

• 折射率误差<0.1
• 有机高分子材料、金属氧化物、氮化物、半导体材料、介

电质材料等

• 基板尺寸平台皆可客制 (標準品: 4”)



ACMS架构



ACMS微调整座



ACMS操作软件



ACMS操作软件



自动量测点位加装



量测试验

Ta2O5单层膜光谱量测和Angilent Cary7000一致
跟J. A Woollam m-2000椭偏仪相较计算折射率差异<0.1
厚度差异<2nm



量测试验II

跟J. A Woollam m-2000椭偏仪相较计
算折射率差异<0.1
厚度差异<2nm


